» Medziagmokslas* sandas Doktorantams

Ivadas
ParuoSiamieji technologiniai procesai
Medziagy klasifikacija :
a)paprastos (elementarios) ir 8tidgos (elemeng junginiai) medziagos,
b)pradiniy medziag formos(polikristalai, milteliai, skysai, dujos),
c)medziag pavojingumas zmogui ir aplinkai.
Technologires terpés, technologirés patalpos.
Amorfini y ir polikristalini y medziagy gamybos technologijos:
a)amorfiniy medziag gamybos bdai: lydalo greito Saldymo metodas, joninis-plazisiinterminis
nusodinimas ant atSaldypacdtkly, lazerinio lydymo metodas;
b) polikristaliniy medziag sintez: tiesioginiai procesai(elemansintez), netiesioginiai procesai
(sintez iS cheminy junginiy).
Kristalografijos jvadas.
Monokristal y auginimas:
a)uzuomazg kristalizacija,b)kristalizacija iS gaifazes,c)kristal, auginimas is tirpal (izotermire ir
izohidridiné kristalizacija),d)monokristalaugimas is lydalo :
kristalizacija su dideliu lydalaitiu (Kiropuloso,Ciochralskio, Stokbargerio-Bridzmeno metodai),
kristalizacija su mazu lydalairiu (Verneilio metodas, zoninis lydymas).
Monokristalini y padékly gamybos technologija.
Nanoporétos medziagos.
Dariniy formavimas
Skystiné epitaksija.
Plonyju sluoksniy gamybos technologijos
Fizikiniai plonyju sluoksniy gavimo pagrindai. Kristalizacijos varomosiéggs. Fizikiniai (PVD) ir
cheminiai (CVD) ivairiy medziag plonyju sluoksniy nusodinimo metodai. Vakuumo ir pddb
vaidmuo plomju sluoksni; technologijoje.Plogju sluoksni gaminimas Siluminiu iSgarinimu,
joniniu plazminiu dulkinimu bei lazeriniu garinin{proces fizikiniai pagrindai, privalumai ir
trikumai). Bendrieji plonju sluoksni susidarymo ésningumai. Plogjy sluoksni strukiira ir jos
rysSis su technologija. Gakis monokristalini sluoksni gaminimo technologijos (dyjpernesSimo
reakcijos uzdarame bei atvirame reaktoriuose. Maigganini junginiy (MOCVD) technologija
plonyju sluoksni gamyboje Molekulinio pluostelio epitaksija (MBEyienas moderniausi
epitaksialiny sluoksniy gamybos metad. Daugiasluoksniai dariniai. Plgjy sluoksnig gamybain
- Situ beiex - situ. Plonieji metaliniai, puslaidininkiniai, dielektiai bei organini medziag
sluoksniai, y vieta Siuolaikigse technologijose. Plaj sluoksni, konfigiracijos formavimo
metodai: uzgarinimas per metalines kaukes, pie$ommavimasvairiais litografijos metodais
(fotolitografija, elektrono - bei rentgeno spinduliitografijos).Plonasluoksninanodarini reikSne
Siuolaikinei technikai.ywJgamybos ypatumai.
Keramik y gavybos technologijos
Keramiky mikro ir nanostrukiros. Poétosios keramikos inyj gavybos technologijos. Keramik
gamybos technologija igjfizikinés savyis.
Medziagu storyjy sluoksniy gamybos technologijos.
Stomyjy sluoksnip nusodinimas ant paklo vakuumuojant. Stogu sluoksni, formavimas purskiant.
Stomyjy sluoksniy ir packkly fizikiniy savybiy sasajos. Fizikig adsorbcija ir cheminsorbcija.
Chemirgs sorbcijos daleli reakcire geba. Vienelektronis rySys. Dvigubas elektroniggsys.
Chemirgs sorbcijos rysi tipai.Adsorbuotos molekeés disocijacija. Stagju sluoksni fizikiniy
savybi prieklausos nuagjchemires sudties, sintezs temperairos ir sintezs laiko.
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